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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成26年11月13日(2014.11.13)

【公開番号】特開2013-70867(P2013-70867A)
【公開日】平成25年4月22日(2013.4.22)
【年通号数】公開・登録公報2013-019
【出願番号】特願2011-212968(P2011-212968)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  23/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/10     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  23/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３３０Ｚ
   Ｇ０１Ｎ  23/04    　　　　
   Ａ６１Ｂ   6/10    ３０３　
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３００　
   Ｇ０１Ｎ  23/20    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年9月29日(2014.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線源からのＸ線を回折することで明部と暗部が配列した干渉パターンを形成する回折
格子と、前記回折格子を経たＸ線を検出する検出器とを備え、前記Ｘ線源と前記検出器と
の間に配置された被検体の情報を取得するＸ線干渉計であって、
　前記Ｘ線源と前記被検体の間に配置可能なＸ線を遮るシャッタと、
　前記Ｘ線源と前記回折格子と前記検出器とのうちの少なくともいずれか２つの相対位置
、及び／又は、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記検出器とのうち少なくともいずれか１つ
の姿勢、を調節する調節機構と、を備え、
　前記シャッタは前記Ｘ線源と前記被検体の間に配置されたとき、
　前記シャッタによってＸ線の照射を遮られる第１の空間と、
　前記シャッタによってＸ線の照射を遮られない第２の空間と、を形成し、
　前記被検体は前記第１の空間に配置され、
　前記調節機構は、
　前記第２の空間を経て前記検出器により検出されるＸ線の強度分布の少なくとも一部に
基づいて、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記検出器とのうちの少なくともいずれか２つの
相対位置、及び／又は、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記検出器とのうち少なくともいず
れか１つの姿勢、を調節することを特徴とするＸ線干渉計。
【請求項２】
　Ｘ線源からのＸ線を回折することで明部と暗部が配列した干渉パターンを形成する回折
格子と、前記Ｘ線を遮蔽する遮蔽部と前記Ｘ線を透過する透過部とを有し、前記干渉パタ
ーンを形成するＸ線の一部を遮る遮蔽格子と、前記遮蔽格子を経たＸ線を検出する検出器
とを備え、前記Ｘ線源と前記検出器との間に配置された被検体の情報を取得するＸ線干渉
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計であって、
　前記Ｘ線源と前記被検体の間に配置可能なＸ線を遮るシャッタと、
　前記Ｘ線源と前記回折格子と前記遮蔽格子と前記検出器とのうちの少なくともいずれか
２つの相対位置、及び／又は、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記遮蔽格子と前記検出器と
のうち少なくともいずれか１つの姿勢、を調節する調節機構と、を備え、
　前記シャッタは前記Ｘ線源と前記被検体の間に配置されたとき、
　前記シャッタによってＸ線の照射を遮られる第１の空間と、
　前記シャッタによってＸ線の照射を遮られない第２の空間と、を形成し、
　前記被検体は前記第１の空間に配置され、
　前記調節機構は、
　前記第２の空間を経て前記検出器により検出されるＸ線の強度分布の少なくとも一部に
基づいて、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記遮蔽格子と前記検出器とのうちの少なくとも
いずれか２つの相対位置、及び／又は、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記遮蔽格子と前記
検出器とのうち少なくともいずれか１つの姿勢、を調節することを特徴とするＸ線干渉計
。
【請求項３】
　前記第２の空間を複数有することを特徴とする請求項１又は２に記載のＸ線干渉計。
【請求項４】
　前記シャッタと前記検出器の間の少なくとも一部に前記Ｘ線を遮蔽する壁が設けられて
おり、
　前記壁は、前記第１の空間内または前記第１と前記第２の空間の境界に設けられている
ことを特徴とする請求項１又は２に記載のＸ線干渉計。
【請求項５】
　前記被検体の位置を検知する被検体センサを備え、
　前記シャッタにより前記第１の空間への前記Ｘ線の照射が遮られているときに前記被検
体センサが前記被検体の前記第２の空間内への侵入を検知すると、
　前記Ｘ線源は前記Ｘ線の前記第２の空間への照射を停止することを特徴とする請求項１
又は２に記載のＸ線干渉計。
【請求項６】
　Ｘ線源からのＸ線を回折することで明部と暗部が配列した干渉パターンを形成する回折
格子と、前記回折格子を経たＸ線を検出する検出器と、前記Ｘ線源と被検体の間に配置可
能なＸ線を遮るシャッタと、を備え、前記Ｘ線源と前記検出器との間に配置された被検体
の情報を取得するＸ線干渉計のアライメント方法であって、
　前記シャッタによって、Ｘ線の照射を遮られる第１の空間とＸ線の照射を遮られない第
２の空間とを形成する工程と、
　前記第１の空間に被検体を配置する工程と、
　前記第２の空間を経て前記検出器により検出されるＸ線の強度分布の少なくとも一部に
基づいて前記Ｘ線源と前記回折格子と前記検出器とのうちの少なくともいずれか２つの相
対位置、及び／又は、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記検出器とのうち少なくともいずれ
か１つの姿勢、を調節する工程と、を有することを特徴とするアライメント方法。
【請求項７】
　Ｘ線源からのＸ線を回折することで明部と暗部が配列した干渉パターンを形成する回折
格子と、前記Ｘ線を遮蔽する遮蔽部と前記Ｘ線を透過する透過部とを有し、前記干渉パタ
ーンを形成するＸ線の一部を遮る遮蔽格子と、前記遮蔽格子を経たＸ線を検出する検出器
と、前記Ｘ線源と被検体の間に配置可能なＸ線を遮るシャッタを備え、前記Ｘ線源と前記
検出器との間に配置された被検体の情報を取得するＸ線干渉計のアライメント方法であっ
て、
　前記シャッタによって、Ｘ線の照射を遮られる第１の空間とＸ線の照射を遮られない第
２の空間とを形成する工程と、
　前記第１の空間に被検体を配置する工程と、
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　前記第２の空間を経て前記検出器により検出されるＸ線の強度分布の少なくとも一部に
基づいて前記Ｘ線源と前記回折格子と前記遮蔽格子と前記検出器とのうちの少なくともい
ずれか２つの相対位置、及び／又は、前記Ｘ線源と前記回折格子と前記遮蔽格子と前記検
出器とのうち少なくともいずれか１つの姿勢、を調節する工程と、を有することを特徴と
するアライメント方法。
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